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DESCRIPCION
Un sistema de depuracién de gases que tiene un rectificador del flujo de gas.
Campo técnico.

La presente descripcion se refiere a un sistema de depuracion de gases, tal como un sistema de reduccion catalitica
o un sistema precipitador electrostatico, para depuracion del gas de chimenea de una planta de proceso industrial,
tal como una central eléctrica que quema combustibles fésiles o una planta de incineraciéon de residuos. Mas
particularmente, la presente descripcion se refiere a un sistema de depuracién de gases que comprende un
rectificador del flujo de gas para desviar y rectificar el flujo de gas a fin de suprimir la turbulencia del flujo de gas.

Antecedentes

En la combustiéon de un combustible tal como carbdn, petroleo, turba, desechos y analogos en una planta de
proceso industrial tal como una central eléctrica que quema combustibles fésiles, se genera un gas de proceso
caliente. Tales gases de proceso calientes contienen, entre otros componentes, particulas de polvo a las que se
hace referencia a veces como cenizas volantes, y 6xidos de nitrdgeno. Las particulas de polvo se eliminan a
menudo del gas de proceso por medio de un dispositivo de eliminacion de polvo tal como un precipitador
electrostatico (ESP) o un filtro de tela (FF). Un sistema ESP se describe en la patente U.S. No. 4.502.872, que se
incorpora en esta memoria en su totalidad por referencia.

Una planta de proceso industrial puede estar equipada también con un reactor de reduccién catalitica selectiva
(SCR), que induce cataliticamente la reduccion selectiva de los 6xidos de nitrdgeno del gas de proceso. Un sistema
SCR se describe en el documento WO 2005/114053 y en la patente U.S. No. 5.687.656 que se incorpora en esta
memoria en su totalidad por referencia. Los ESPs y los SCRs son ejemplos de dispositivos de depuracién de gases
utiles en un sistema de depuracion de gases de una planta de proceso industrial.

En tales sistemas de depuracion de gases, puede estar dispuesto un rectificador utilizado para cambiar de direccion
el flujo de gas y para crear una distribucién uniforme de velocidad aguas arriba con reaccion al flujo del gas de
proceso de dispositivos de depuracion de gases tales como ESPs, SCRs y/o FF. Los rectificadores suprimen
también la turbulencia en el gas de chimenea fluyente. Con ello, se reducen los fendmenos de erosion que ocurren
tipicamente en el punto en que el gas de chimenea entra en un dispositivo de depuracion de gases.

La patente U.S. No. 7.063.817 describe un dispositivo para depuracion de gases de chimenea que comprende un
convertidor catalitico, con paredes de desviacion y un rectificador situado aguas arriba del convertidor catalitico. El
rectificador esta dispuesto en el punto en que el conducto de gas de chimenea se abre a la "torre de catalizador", es
decir, el conducto en el que esta situado el convertidor catalitico. El propdsito de las paredes de desviacion es
asegurar que el flujo del gas de chimenea se desvia hacia la torre de catalizador. El propésito del rectificador es
suprimir la turbulencia en el gas de chimenea fluyente a fin de reducir los fenédmenos de erosion en el punto en el
que el gas de chimenea entra en el convertidor catalitico. El rectificador tiene un disefio laminar compuesto de
laminillas hechas de tiras de chapa metalica dispuestas en paralelo al flujo de gas de chimenea.

Un rectificador de este tipo requiere una cantidad importante de material para su construccion y afiade una cantidad
importante de peso a la estructura de soporte. Por consiguiente, un rectificador de este tipo es relativamente caro de
construir y la ereccidon del mismo en una torre de catalizador es bastante complicada debido al peso relativamente
grande del rectificador.

El documento US 6.401.449 B1 describe un sistema de escape para un motor de combustién interna. El sistema de
escape comprende una rejilla en forma de una malla que tiene una pluralidad de aberturas formadas entre los
travesanos de la rejilla.

El documento WO 00/03795 describe un sistema de depuracion de gases de una planta de combustion que
comprende una pantalla metdlica dispuesta aguas arriba de elementos cataliticos del sistema de depuracion de
gases.

Sumario

La presente invencién proporciona un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 para atenuar al menos algunos de
los inconvenientes arriba mencionados asociados con los sistemas actuales de depuracion de gases.

De acuerdo con la presente descripcion, se proporciona un sistema de depuracién de gases que comprende un
conducto del reactor, un dispositivo de depuracion de gases dispuesto en el conducto del reactor y un rectificador del
flujo de gas para rectificacion del flujo de gas de chimenea, dispuesto en el conducto del reactor aguas arriba del
dispositivo de depuracién de gases. El rectificador del flujo de gas comprende al menos una pantalla expandida.
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Una pantalla expandida adecuada para uso en el presente sistema se define como una hoja plana de material
deformable sustancialmente plastico con una pluralidad de aberturas formadas a su través sustancialmente
perpendiculares al plano de las mismas.

Mas especificamente, las aberturas estan formadas entre fibras del material plastico deformable. Las fibras del
material plastico deformable estan construidas de tal manera que al menos un borde de ataque de las mismas se
extiende hacia fuera por encima del plano de la hoja plana global, tal como en un angulo de v.g. aproximadamente
45 grados con respecto a ella, y al menos un borde opuesto de salida de los mismos se extiende hacia fuera por
debajo del plano de la hoja plana global, tal como en un angulo de v.g. aproximadamente 45 grados con respecto a
ella, para formar la presente pantalla expandida.

Por utilizacion del presente rectificador de pantalla expandida en lugar del rectificador de laminillas de tira de chapa
metdlica paralelas de la técnica anterior, se consigue un rectificador de menor peso, dando como resultado un
sistema mas eficiente en costes, en términos tanto de costes de construccion como de costes de ereccion.
Adicionalmente, el presente rectificador de pantalla expandida consigue una distribucion bastante uniforme de la
velocidad del gas de chimenea en su flujo hacia el reactor catalitico. Una distribucion irregular de la velocidad de
flujo del gas puede deteriorar el dispositivo de depuracion de gases. Dicho deterioro puede ser resultado de
particulas de alta velocidad atrapadas en el flujo de gas de chimenea que erosionan la porcién del reactor catalitico
que mira hacia el flujo del gas de chimenea. Una distribucion mas uniforme de la velocidad del gas de chimenea
aumenta también el tiempo de residencia, utilizando la seccién transversal completa de una capa de catalizador del
dispositivo de depuracion de gases. Adicionalmente, se consigue un angulo de inclinacién satisfactorio para el gas
de chimenea hacia el reactor catalitico, es decir un angulo de inclinacion préoximo a 90 grados. Si el angulo de
inclinacion difiere demasiado de 90 grados, el lado del dispositivo de depuracion de gases que mira hacia el flujo del
gas puede erosionarse. Y aun mas, la presente pantalla expandida contribuye a una mezcladura aumentada de gas
de chimenea con amonio en el caso de que se utilice una rejilla de inyeccion de amoniaco aguas arriba del
rectificador con relacion al flujo del gas de chimenea. Por consiguiente, utilizando el presente rectificador de pantalla
expandida, se consume menos material, se reduce el peso del sistema y disminuyen los costes de construccion y
ereccion asociados.

De acuerdo con otro aspecto, la al menos una pantalla expandida esta hecha de metal, por ejemplo acero. Por la
utilizacion de metal como el material para la pantalla expandida, se consigue un sistema robusto que tiene una vida
util relativamente larga.

De acuerdo con otro aspecto, la al menos una pantalla expandida comprende cierto nimero de fibras angulares,
teniendo cada fibra angular al menos una porcion de la misma angulares con respecto a un lado plano de la pantalla
expandida. La pantalla expandida esta dispuesta en el conducto del reactor de tal modo que las fibras estan
dispuestas angulares para permitir que el flujo de gas a través de la pantalla expandida se rectifique a lo largo del
eje longitudinal del conducto del reactor.

El lado plano de la pantalla expandida se define como el plano de extension principal de la pantalla expandida. Este
plano de extensién principal correspondera a un plano de una conforme a una lisa, si se hubiera colocado una
conforme a una de este tipo en el mismo lugar y posicién que la pantalla expandida.

De acuerdo con otro aspecto adicional, la al menos una pantalla expandida tiene un valor de solidez comprendido
entre 0,2 y 0,7 con luz perpendicular. La solidez se define en esta memoria como el porcentaje de area que queda
en sombra cuando se expone a luz en un angulo especificado.

De acuerdo con la invencion, la al menos una pantalla expandida comprende una primera pantalla expandida y al
menos una segunda pantalla expandida, estando posicionada la segunda pantalla expandida mas proxima al
dispositivo de depuracion de gases que la primera pantalla expandida. Por utilizacion de dos o mas pantallas
expandidas paralelas, se aumentan los efectos de desviacién en comparacién con los causados cuando se utiliza
que utilizan una sola pantalla expandida. Ademas, al utilizar dos o mas pantallas expandidas paralelas, la
distribucion de velocidad del gas de chimenea se reduce en comparacion con la utilizacion de una sola pantalla
expandida. Por tanto, se consigue una distribucion mas uniforme de la velocidad del gas de chimenea.

De acuerdo con la invencion, la primera pantalla expandida tiene una solidez mayor que la de la segunda pantalla
expandida, al menos cuando se considera en el mismo angulo. Por tanto, se consigue un efecto de rectificacion
satisfactorio, de modo que el flujo del gas de chimenea entra en contacto con el dispositivo de depuracion de gases
con un angulo de incidencia de aproximadamente 90 grados. Ademas, la distribucion de velocidad del gas de
chimenea que entra en el dispositivo de depuracion de gases es pequefia. Conforme a un ejemplo, la primera
pantalla expandida tiene un valor de solidez entre 0,4 y 0,6 con la perpendicular y la segunda pantalla expandida
tiene un valor de solidez entre 0,3 y 0,5 con luz perpendicular.

De acuerdo con otro aspecto adicional, el sistema de depuracion de gases comprende ademas un conducto de
entrada del reactor conectado con fluidez al conducto del reactor y posicionado aguas arriba del conducto del
reactor, teniendo el conducto de entrada al reactor un eje longitudinal desviado respecto al eje longitudinal del
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conducto del reactor, y estando dispuesto el rectificador del flujo de gas para rectificar el flujo de gas con respecto al
conducto de entrada del reactor en el conducto del reactor.

En otro aspecto, las fibras angulares de la pantalla expandida estan dispuestas angulares de tal modo que las
mismas estan dirigidas en direccion opuesta al eje longitudinal del conducto de entrada del reactor. Por la
disposicion angulares de las fibras en direccion opuesta al flujo del gas de chimenea que fluye a través del conducto
de entrada del reactor, la pantalla expandida desvia el flujo de gas de chimenea de entrada que procede del
conducto de entrada del reactor a fin de conseguir un efecto maximo, en la rectificacion del flujo de gas de chimenea
al conducto del reactor, hacia el reactor catalitico.

Los sistemas arriba descritos se ilustran con mayor detalle por las figuras y la descripcion detallada que siguen.
Breve descripcion de los dibujos

Haciendo ahora referencia a las figuras, que son realizaciones ilustrativas del presente sistema, en el que los
elementos iguales se numeran de igual manera:

Fig. 1 es una vista esquematica lateral de una realizacion de un sistema de depuracion de gases de la presente
descripcion.

Fig. 2a es una vista en perspectiva de un material de chapa utilizado para fabricar una pantalla expandida. Fig. 2b es
una vista en perspectiva de una parte de una pantalla expandida.

Fig. 3 es una vista esquematica lateral de una parte de una realizacién de un sistema de depuracion de gases de la
presente descripcion.

Fig. 4 es una vista en perspectiva en un elemento de una pantalla expandida.

Figs. 5a y 5b son vistas en perspectiva de un elemento de una pantalla expandida, ilustrando las figuras la
determinacion tedrica de la solidez.

Figs. 6a y 6b son vistas esquematicas laterales de una parte de un sistema de depuracién de gases, que ilustran el
flujo de gas a través de pantallas expandidas que tienen valores de solidez diferentes.

Fig. 7 es una vista esquematica lateral de una realizacion del sistema de depuracion de gases conforme a la
invencidn, teniendo el sistema dos pantallas expandidas como se definen en la reivindicacion 1.

Descripcion de las realizaciones

La Figura 1 ilustra un sistema de depuracion de gases 1 de acuerdo con una realizacion de la presente descripcion.
El sistema comprende un conducto de entrada sustancialmente horizontal 11 para flujo del gas de chimenea y las
particulas formadas en un proceso de combustion, tal como una caldera (no representada), aguas arriba con
relacion al flujo del gas de chimenea desde el conducto de entrada 11. El gas de chimenea fluye desde la caldera a
través del conducto de entrada conectado con fluidez 11 y a través del conducto sustancialmente vertical 12
conectado con fluidez aguas abajo del conducto de entrada 11 con respecto al flujo de gas de chimenea,.
Opcionalmente, puede estar dispuesta una rejilla de inyeccion de amoniaco 10 en el interior 12a del conducto
vertical 12 para inyectar amoniaco en el gas de chimenea que fluye a través del conducto vertical 12. El amoniaco
asi mezclado con el gas de chimenea es util en la depuracion del gas de chimenea por mejorar la eficacia del o de
los dispositivos de depuracion de gases del sistema, tales como un SCR. Desde el conducto vertical 12, el gas de
chimenea fluye hacia un conducto de entrada longitudinal del reactor sustancialmente horizontal 13. El conducto de
entrada longitudinal del reactor 13 esta conectado con fluidez y aguas abajo del conducto vertical 12 con respecto al
flujo de gas de chimenea. Adicionalmente, el gas de chimenea fluye desde el conducto de entrada longitudinal del
reactor horizontal 13 a un conducto del reactor conectado con fluidez 14, que es sustancialmente vertical y
perpendicular al eje longitudinal del conducto de entrada longitudinal del reactor 13. En el interior 14a del conducto
del reactor 14 esta situado, en el caso de un dispositivo de depuracion de gases SCR, un reactor catalitico 20 para
la reduccion catalitica selectiva de los 6xidos de nitrégeno.

Adicionalmente, en el interior 14a del conducto del reactor 14, aguas arriba con respecto al flujo de gas de chimenea
desde el reactor 20, se encuentra un rectificador 30 en la forma de una pantalla expandida 30a. En esta realizacion,
el rectificador 30 esta hecho de metal. El rectificador 30 esta posicionado a través del conducto del reactor 14
sustancialmente paralelo al reactor catalitico 20. Por tanto, el rectificador 30 esta posicionado en el interior 14a del
conducto del reactor 14, sustancialmente perpendicular a un eje longitudinal del conducto del reactor 14. Para mayor
claridad, el rectificador 30 esta situado en el conducto del reactor 14 de tal modo que el plano del rectificador 30 es
sustancialmente perpendicular al eje longitudinal del conducto del reactor 14. Adicionalmente, el rectificador 30 esta
situado en la entrada 14b del conducto del reactor 14. Mas particularmente, el rectificador 30 puede estar situado en
el interior del conducto del reactor 14 a una distancia vertical / de un borde 13a del conducto de entrada longitudinal
del reactor 13 que es similar a o menor que el espesor, o altura H, del rectificador, siendo alternativamente la
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distancia del borde 13a del conducto de entrada longitudinal del reactor 13 aproximadamente la mitad del espesor,
o altura del rectificador. El borde 13a esta conectado con fluidez a la entrada 14b.

El reactor catalitico 20 puede tener por ejemplo 3 capas de catalizador situadas, separadas a una distancia fija unas
de otras. El reactor catalitico 20 deberia estar dispuesto convenientemente aguas abajo con respecto al flujo de gas
de chimenea del rectificador 30 de tal modo que el flujo del gas de chimenea esté mas o menos exento de
turbulencia y vortices cuando el mismo entra en el reactor catalitico 20. La turbulencia y los vértices se producen
debido al paso del gas de chimenea a través del rectificador 30.

Después de la salida del gas de chimenea del conducto del reactor 14, el mismo entra en un conducto de salida
conectado con fluidez 15. El gas de chimenea fluye a través del conducto de salida 15 hasta una chimenea (no
representada) para emision a la atmdsfera.

El rectificador 30 puede estar hecho de muchos materiales adecuados diferentes, tales como un metal. Ejemplos de
metales adecuados son chapa metalica templada, tal como chapa de hierro o chapa de acero, v.g. Hardox™ (SSAB
Svenskt Stal Aktiebolag Corporation, Suecia), o materiales inoxidables. Los materiales inoxidables son
especialmente adecuados para uso en ambientes corrosivos. Por la utilizacion de metal para construir el rectificador
30, se consigue una pantalla expandida robusta con una vida util bastante larga. El material de construccién no
flexible del rectificador 30 puede ser también un material ceramico o un material polimero, una clase de plastico
rigido, tal como Teflon™ (E.I. Du Pont de Nemours and Company Corporation, EE.UU.):

El rectificador 30 en la forma de una pantalla expandida 30a, y el modo de crear un rectificador de este tipo a partir
de un plano de material de chapa, se ilustran en las Figuras 2a y 2b. Para crear una pantalla expandida, se utiliza
una cuchilla de cizalla a fin de crear un patrén de cortes 30b perpendicularmente con respecto a un plano de
material de chapa 30c, a lo largo del espesor t del material de chapa 30c a utilizar para construir el rectificador 30.
Mientras se crean los cortes 30b o después de haberse creado los cortes 30b, el material de chapa 30c se estira
(flechas marcadas F), deformando asi tanto los cortes 30b practicados por la cuchilla, como el material de chapa
30c. El resultado (véase Fig. 2b) es un patrén de fibras angulares 35 con aberturas 36 entre las fibras angulares 35.
Dicho de otro modo, las fibras angulares 35 de la pantalla expandida 30a estan dispuestas en angulo a intervalos
con respecto al plano de material de chapa 30c. Estas fibras angulares 35 dan a la pantalla expandida 30a
propiedades deseables de desviacion del gas de chimenea como se requieren para operacion como rectificador 30.
Las propiedades deseables de desviacion del gas de chimenea se definen en esta memoria como propiedades
capaces de hacer cambiar de direccion el flujo del gas de chimenea, v.g. aproximadamente en la direccion del
conducto posicionado aguas abajo con respecto a la pantalla expandida. Una placa perforada por ejemplo no tendria
las propiedades deseables de desviacion del gas debido a su falta de elementos angulares. Una placa perforada no
haria cambiar la direccion del flujo, pudiendo unicamente nivelar un perfil de velocidad sesgado, debido a caida de
presién a través de la placa. El angulo a entre el plano X del material de chapa 30c y las fibras angulares 35 se
ilustra en la Figura 3.

Como se ilustra en la Figura 3, la pantalla expandida 30a esta dispuesta en el conducto 14 del reactor
perpendicularmente al eje longitudinal del conducto del reactor 14 de tal modo que las aberturas 36 definidas por las
fibras angulares 35 no estan alineadas directamente con el flujo de gas de chimenea. Por tanto, las fibras angulares
35 de la pantalla expandida 30a impactan en alto grado en el gas de chimenea fluyente. Si la pantalla expandida 30a
tuviera que instalarse en un angulo dentro del conducto del reactor 14 tal que las aberturas 36 estén alineadas
directamente con el flujo del gas de chimenea, las fibras angulares 35 impactarian con el gas de chimenea fluyente
en un grado pequefio. Dicho de otro modo, las fibras angulares 35 estan dispuestas en angulo para aumentar el
area de la superficie de contacto alineada directamente con el flujo de gas de chimenea en comparacion con la de
las fibras no angulares que rodean una abertura.

El método de produccién utilizado para crear la pantalla expandida 30a hace que el material de chapa 30c se
deforme para crear varias caracteristicas y angulos diferentes medibles. Puede producirse una gran diversidad de
tipos de pantalla expandida 30a diferentes creando cortes 30b mas distanciados o mas préoximos entre si, por
utilizacion de material de chapa 30c de espesores diferentes o por creacion de cortes 30b de longitudes diferentes.
Dependiendo del grado en que se estira el material de chapa 30c después de la creacion del patrén de cortes 30b, la
pantalla expandida 30a varia visiblemente, v.g. cambia de solidez (lo que se describe con mayor detalle mas
adelante). El proceso de produccion de pantallas expandidas 30a produce muy poco, en todo caso, material de
desecho y una cantidad relativamente pequefia de material de chapa 30c puede producir un area muy grande de
pantalla expandida 30a.

Por el estudio de la pantalla expandida 30a, un patrén de fibras angulares 35 interconectadas definen aberturas 36,
es decir, un "elemento”, emerge para formar la pantalla expandida 30a. Un elemento E se define como una abertura
36 en la pantalla expandida 30a junto con las fibras angulares 35 que rodean la abertura 36. Los elementos E se
ilustran en la Figura 2 y en la Figura 4.

Como se ilustra en la Figura 4, cada elemento E esta formado por dos fibras angulares 35a y 35b. una fibra angular
35a esta dispuesta en angulo hacia arriba con respecto al plano X del material de chapa 30c, y la otra fibra angular
35b esta dispuesta en angulo hacia abajo con respecto al plano X del material de chapa 30c. En conjunto, las fibras
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angulares 35a y 35b hacen girar el elemento E en cierto modo como un bucle con la abertura 36 rodeada por fibras
angulares 35a y 35b en un angulo fijo a. La figura 3 ilustra el angulo a de la fibra angular 35a en comparacion con el
plano X del material de chapa 30c. Las fibras angulares 35 tienen un espesor t y una anchura W, donde t es
aproximadamente el espesor original del material de chapa 30c. Se ha encontrado que las pantallas expandidas 30a
con anchuras W mayores tienen propiedades de deflexion incrementadas con respecto a las que tienen anchuras W
menores. El elemento E tiene también una longitud L y una altura H. La longitud L del elemento E se determina por
medida de la longitud N de una abertura 36 en la misma direcciéon que los cortes 30b mas la distancia D entre las
aberturas 36 préximas. La altura del elemento, o altura H de la pantalla expandida 30a se determina por medida de
la distancia desde el punto mas bajo Q de la fibra angular 35b al punto mas alto P de la fibra angular 35a. La altura
H puede modificarse por estiramiento del material de chapa cortada 30c en menor grado para una altura H menor o
por estirado del material de chapa cortada 30c a un grado mayor para una altura H mayor. Adicionalmente, los
bordes 36a de las aberturas 36 pueden modificarse dependiendo del filo de la herramienta utilizada para crear los
cortes 30b. El filo de la herramienta o cuchilla utilizada para crear los cortes 30b define la forma de las fibras
angulares 35.

Para determinar las pantallas expandidas 30a mas adecuadas para uso como rectificadores 30 en sistemas de
depuracion de gases, se requiere un valor medible que defina la cantidad de superficie de contacto o "bloqueo”. A
este valor medible se hace referencia en esta memoria como solidez o. La solidez o se expresa como una fraccién
del area total de un lado plano 30h de la pantalla expandida 30a que esta ocupado por fibras angulares 35. La
solidez o se define tedricamente como el porcentaje de area del lado plano 30h que proyecta una sombra cuando se
expone a una fuente de luz de un angulo particular respecto al lado plano 30h.

La estructura compleja de la pantalla expandida 30a hace que la solidez o sea mas dificil de medir en comparacion
con la medicidon de otros tipos de pantallas. Por cambio del grado de angulo a de las fibras angulares 35 con
respecto al lado plano 30h, la solidez se ve afectada significativamente.

Cada pantalla expandida 30a tiene por tanto una solidez o diferente dependiendo del angulo a, la distancia D, la
longitud L, la altura H, la anchura Wy el espesor t. Si bien la solidez mide el area de contacto por las fibras
angulares 35 del flujo de gas de chimenea, a veces es mas apropiado medir la cantidad de area abierta o area de
abertura 36 de la pantalla expandida 30a. A este valor medible se hace referencia en esta memoria como la
porosidad 8 de la pantalla expandida 30a. La porosidad se calcula como 8 = 1 - 0, donde (8 es la porosidad y o es la
solidez.

La Figura 5a ilustra un elemento E-33 de una pantalla expandida 30a que tiene una solidez o relativamente alta. El
area sombreada 37 por debajo del elemento E-33 representa el area de luz que pasa a través de la abertura 36
cuando el lado plano 30h se expone a una fuente de luz que proyecta luz perpendicularmente al lado plano 30h.
Como se ilustra en Fig. 5a, esta area de luz 37 es relativamente pequefia, indicando una porosidad {3 relativamente
baja y una solidez ¢ relativamente alta.

La Figura 5b ilustra un elemento E-34 que tiene una solidez o relativamente baja. El area sombreada 38 por debajo
del elemento E-34 representa el area de luz que pasa a través de la abertura 36 cuando el lado plano 30h se expone
a una fuente de luz que arroja luz perpendicularmente al lado plano 30h. Como se ilustra en Fig. 5b, esta area de luz
38 es relativamente grande, mayor que el area 37, indicando una porosidad 8 relativamente alta y una solidez o
relativamente baja. De acuerdo con ello, la solidez o del elemento E-33 es mayor que la solidez ¢ del elemento E-
34.

La Figura 6a ilustra una pantalla expandida 30a de solidez o relativamente alta que causa una deflexion
relativamente grande del gas de chimenea en el momento del flujo de gas de chimenea a través de las aberturas 36
de la pantalla expandida 30a. La Figura 6b ilustra una pantalla expandida 30a de solidez o relativamente baja que
causa una deflexion relativamente pequefa del gas de chimenea después del flujo del gas de chimenea a través de
las aberturas 36 de la pantalla expandida 30a.

De acuerdo con una realizacion, la pantalla expandida 30a de la Figura 3 tiene una solidez o entre 0,2 y 0,7.

La Figura 7 ilustra una realizacion de un sistema de depuracion de gases 1 que comprende dos pantallas
expandidas 30a, una primera pantalla 31 y una segunda pantalla 32 dispuestas en el conducto del reactor 14
perpendicularmente al eje longitudinal del conducto del reactor 14 aguas arriba con respecto al flujo de gas de
chimenea del dispositivo de depuraciéon de gases 21, tal como un reactor catalitico 20. Como se ha indicado, las
pantallas expandidas 31 y 32 estan dispuestas a través del conducto del reactor 14 perpendicularmente al eje
longitudinal del conducto del reactor 14. Adicionalmente, las pantallas expandidas 31 y 32 estan dispuestas
proximas una a otra en el conducto del reactor 14 de tal modo que la segunda pantalla expandida 32 esta mas
proxima al reactor catalitico 20 que lo esta la primera pantalla expandida 31. Asi, el gas de chimenea fluye a través
de las aberturas 36 de la pantalla expandida 31 antes de fluir a través de las aberturas 36 de la pantalla expandida
32.

Adicionalmente, la segunda pantalla expandida 32 esta situada preferiblemente a cierta distancia al menos tan lejos
aguas abajo con respecto al flujo del gas de chimenea, de la primera pantalla expandida 31 como se requiere para el
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efecto de rectificacion de la primera pantalla expandida 31 sobre el flujo de gas de chimenea que debe completarse
antes que el gas de chimenea fluya a través de las aberturas 36 de la segunda pantalla expandida 32. Para los
propdsitos de la presente solicitud, los efectos de rectificacion de las pantallas expandidas 30a se completan cuando
el flujo del gas de chimenea esta mas o menos exento de vortices y turbulencias. La distancia entre la primera
pantalla expandida 31 y la segunda pantalla expandida 32 puede determinarse o ajustarse también en centimetros
dependiendo de las dimensiones del conducto del reactor 14, y la solidez o de la primera pantalla expandida 31,
pudiendo ser la solidez o de la segunda pantalla expandida 32 diferente de la de la primera pantalla expandida 31.

La primera pantalla expandida 31 de Fig. 7 esta dispuesta en el conducto del reactor 14 de tal modo que sus
aberturas 36 estan bloqueadas por sus fibras angulares 35 respecto al flujo directo del gas de chimenea. Por esta
razon, las fibras angulares 35 de la primera pantalla expandida 31 estan impactadas directamente por e
interaccionan con el flujo de gas de chimenea en un grado relativamente alto. Esto significa que las fibras angulares
35 de la primera pantalla expandida se encuentran en un angulo a tal que las fibras angulares 35 tienen una
superficie de contacto relativamente grande impactada directamente por el gas de chimenea. La segunda pantalla
expandida 32 de Fig. 7 esta instalada en el conducto del reactor 14 y tiene fibras angulares 35 en un angulo a tal
que el gas de chimenea que fluye a través de las aberturas 36 de la primera pantalla expandida 31 esta impactado
también por las fibras angulares 35 de la segunda pantalla expandida 32. En total, las pantallas expandidas primera
y segunda contribuyen a un flujo de gas de chimenea rectificado que tiene una direccion de flujo solicitada.

Conforme a la invencion, la primera pantalla expandida 31 de Fig. 7 tiene una solidez 0 mayor que la solidez o de la
segunda pantalla expandida 32. La primera pantalla expandida 31 puede tener por tanto una solidez ¢ "media a
alta", es decir una solidez comprendida en el intervalo de 0,3 a 0,8, mientras que la segunda pantalla expandida 32
puede tener una solidez g "baja", a saber, una solidez en el intervalo de 0,1 a 0,3.

Conforme a otra realizacion, el rectificador 30 puede comprender una pluralidad de pantallas expandidas 30a
dispuestas en el conducto del reactor 14, cada una en proximidad relativamente estrecha a las otras y dispuesta
cada una de modo sustancialmente perpendicular al eje longitudinal del conducto del reactor 14. Por ejemplo,
pueden existir 3, 4 6 5 pantallas expandidas 30a dispuestas una tras otra dentro del conducto del reactor 14. En una
realizacién, cada una de las pantallas expandidas 30a tiene una solidez o diferente. En otra realizacién, dos o mas
de las pantallas expandidas tienen la misma solidez o.

Pueden hacerse muchas modificaciones a fin de adaptar una situacion o material particular a la doctrina de la
invencion sin desviarse del alcance especial de la misma. Por tanto, debe entenderse que la invencién no esta
limitada a la realizacion particular descrita como el mejor modo contemplado para realizacion de esta invencion, sino
que la invencion puede incluir todas las realizaciones que caen dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.



10

15

20

25

30

35

40

ES 2 485740 T3

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de depuracion de gases (1) que comprende:

un conducto del reactor (14);

un dispositivo de depuracion de gases (20) dispuesto en el conducto del reactor (14);

un rectificador del flujo de gas (30) para rectificacion del flujo de gas de chimenea, dispuesto en el conducto
del reactor (14) aguas arriba del dispositivo de depuracion de gases (20), y que comprende al menos una pantalla
expandida (30a) que comprende cierto nimero de fibras angulares (35), teniendo cada fibra angular (35) al menos
una porcion de la misma dispuesta angulares (a) con respecto a un lado plano (30h) de la pantalla expandida (30a),

caracterizado por que la al menos una pantalla expandida (30a) comprende una primera pantalla expandida
(31) y al menos una segunda pantalla expandida (32), estando situada la segunda pantalla expandida (32) mas
proxima al dispositivo de depuracion de gases (20) que la primera pantalla expandida (31), y en donde la primera
pantalla expandida (31) tiene una solidez o mayor que la de la segunda pantalla expandida (32).

2. Un sistema de depuracion de gases conforme a la reivindicacién 1, en donde la al menos una pantalla
expandida (30a) esta hecha de metal.

3. Un sistema de depuracion de gases conforme a la reivindicacion 1 6 2, en donde la al menos una pantalla
expandida (30a) tiene un lado plano (30h) sustancialmente perpendicular a un eje longitudinal del conducto del
reactor (14).

4. Un sistema de depuracion de gases conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la al
menos una pantalla expandida (30a) tiene una solidez o entre 0,2 y 0,7.

5. Un sistema de depuracion de gases conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
la segunda pantalla expandida (32) esta distanciada de la primera pantalla expandida (31) para reduccion de la
turbulencia del flujo de gas de chimenea antes del contacto con la segunda pantalla expandida (32).

6. Un sistema de depuracion de gases conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
la primera pantalla expandida (31) tiene una solidez o entre 0,4 y 0,6, y la segunda pantalla expandida (32) tiene una
solidez o entre 0,3 y 0,5.

7. Un sistema de depuracion de gases conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la al
menos una pantalla expandida (30a) comprende una pluralidad de pantallas expandidas (30a) dispuestas en
paralelo a través de un eje longitudinal del conducto del reactor (14).

8. Un sistema de depuracién de gases conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende
adicionalmente un conducto de entrada al reactor (13) posicionado aguas arriba del conducto del reactor (14),
teniendo el conducto de entrada del reactor (13) una direccion longitudinal desviada de la direccion longitudinal del
conducto del reactor (14), en donde el rectificador del flujo de gas (30) esta dispuesto para rectificar el flujo de gas
respecto al conducto de entrada del reactor (13) en el conducto del reactor (14).

9. Un sistema de depuracion de gases conforme a la reivindicacién 8, en donde la al menos una pantalla
expandida (30a) comprende cierto numero de fibras angulares (35), teniendo cada fibra angular (35) al menos una
porcién de la misma en un angulo (a) con respecto al lado plano (30h) de la pantalla expandida (30a), en donde las
fibras angulares (35) de la pantalla expandida (30a) estan dispuestas en angulo de tal modo que las mismas estan
dirigidas en direccion opuesta al eje longitudinal del conducto de entrada en el reactor (13).

10. Un sistema de depuracion de gases conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la al
menos una pantalla expandida (30a) esta dispuesta de modo sustancialmente perpendicular a un eje longitudinal del
conducto del reactor (14).
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